NAMEN, DATEN, EREIGNISSE

NAMES, DATES, ACTIVITIES

Besondere Gaste |
Special Guests

Dr. Jose Alvarez

Centro de Investigacion
e Innovacion Tecnologica
del IPN, Mexico, Mexico

Niklas Borgquist,
Mats Wernersson
Sony Ericsson Mobile
Communications AB,
Lund, Sweden

Dr. Emiliano Descrivi
Politecnico Torino, Turin, Italy

Prof. Akira Endo
Tokyo, Japan

Carl-Zeiss Gastprofessor
an der Friedrich-Schiller-
Universitat Jena

H. Fujimoto, Y. Yamanaka
RICOH COMPANY, LTD.,
Yokohama, Japan

Dr. Manabu Kagami
Toyota Central R&D LABS.,
Inc., Aichi, Japan

Prof. Toshikuni Kaino,
Prof. Sugihara

Tohoku University, Sendai,
Japan

Philip Lalanne

Laboratoire Charles Fabry

de I'Institut d'Optique, CNRS,
Univ. Paris-Sud, Palaiseau
cedex, France

S. Longhi
Dipartimento di Fisica,
Politecnico di Milano, Italy

Prof. Francesco Michelotti
University "La Sapienza",
Rome, Italy

Prof. Dr. Kyungshwan Oh
Yonsai University, Yonsai,
Korea

130

Dominique Pierot
Astrium SAS, Paris, France

Prof. Kestutis Staliunas
Universitat Politecnica de
Catalunya, Barcelona, Spain

Prof. Dr. Allen Yi

Ohio State University, USA
Gastwissenschaftler Alexan-
der von Humboldt Stiftung

Kunio Yoshida
All Co., Itd, Kanagawa, Japan

Internationale Koopera-
tionen | International
Cooperations

Austria

Universtitat Innsbruck, Institut
flr Experimentalphysik,

Prof. Hans K. Pulker

Canada
University of Toronto,
Peter Hermann

Denmark
Technical University of
Denmark, Prof. Peter Bgggild

Finland

VTT Technical Research
Centre of Finland,

Dr. Ari Alastalo

France

Université Jean Monnet,
Saint-Etienne,

Prof. Olivier Parriaux

Indonesia

Institute for Technology
Bandung, Prof. Aleksander
Iskander

Ireland
Trinity College Dublin,
Prof. Werner Blau

Israel

Technion, Haifa,

Prof. Abraham Marmuir,
Dr. Alexander Szameit
RAFAEL, Haifa,

Dr. Hedva Zipin

Italy

ENEA, Rom,

Dr. Angela Piegari
University "La Sapienza",
Rom, Prof. Francesco
Michelotti

Japan

Kobe University, Kobe, Prof.
Hirofumi Suzuki

Tohoku University, Sendai,
Prof. Toshikuno Kaino

Korea

Pohang Accelerator
Laboratory/POSTECH,
Dr. Seungyu Rah

Netherlands

ESTEC European Space
Research and Technology
Centre, Noordwijk,
Umberto Bello

Norway
SINTEF, Trondheim, Aage
Jostein Thunem

Poland

Warsaw University of Techno-
logy, Wojciech Swieszkowski,
PhD

Wroclaw University of
Technology, Prof. Henryk
Kasprzak

Portugal

University Aveiro,

Prof. Nikolai Sobolew
Universidade de Coimbra,
Prof. Maria Helena Mendes
Gil

Russia
Moscow State University,
Prof. Alexander Tikhonravov

Scotland
University of Edinburgh,
Prof. lan Underwood

Sweden
KTH Royal Institute of Tech-
nology, Prof. Hans Hertz

Switzerland

Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne, Prof. Dario
Floreano

Eidgendssische Technische
Hochschule Zirich, Daniel
Gisler, Prof. Dr. Reza Abhari
EMPA Swiss Federal Labora-
tories for Materials Testing
and Research, Dibendorf,
Dr. Ir. Arie Bruinink

IMT University Neuchatel,
Prof. Hans-Peter Herzig

Ukraine

National Technical Univer-
sity "Kharkov Polytechnic
Institute”, Prof. Valery V.
Kondratenko

USA

CREOL, Orlando (Florida),
Prof. James Harvey
National Institute of Stan-
dards and Technology,

Dr. Tom Lucatorto,

Dr. Shannon Hill

Naval Air Warfare Center,
China Lake, Dr. Jean M.
Bennett

University of Michigan,
College of Engineering,
Prof. Jerzy Kanicki
University of Wisconsin-
Madison/Computational
Mechanics Center, Madison,
Prof. Roxann L. Engelstad
The Ohio State University,
Prof. Allen Yi



Messebeteiligungen 2010 |
Fairs Participations 2010

Photonics West
26.-28. Januar, San Francis-
co, USA

nano tech
17.-19. Februar, Tokio, Japan

Control
4.—7. Mai, Stuttgart,
Germany

SID
23.-28. Mai, Seattle, USA

ILA Berlin Air Show
8.—13. Juni, Berlin, Germany

OPTATEC
15.=18. Juni, Frankfurt/Main,
Germany

PSE

13.-17. September,
Garmisch-Partenkirchen,
Germany

K2010
27. Oktober bis 2. November,
Dusseldorf, Germany

VISION
9.-11. November, Stuttgart,
Germany

Euromold
1.-4. Dezember, Frankfurt/
Main, Germany

Preise 2010 | Awards 2010

OSA-Fellow
Prof. Dr. Andreas
TUunnermann

Cymer Service Award
Fraunhofer IOF

Hugo-Geiger-Preis
Marcel Sieler

STIFT — Preis fur hervorra-
gende anwendungsorien-
tierte Promotionsarbeiten
Dr. Martin Bischoff

STIFT — Sonderpreis flr
Wissensbasiertes Innova-
tionspotenzial

Prof. Dr. Jens Limpert, Active
Fiber Systems GmbH

HEPTAGON - Sven Bihling
— Forschungsforderpreis
Steffen Hadrich

Auszeichnung als Aner-
kannte Ausbilderin durch
die IHK Ostthlringen
Antje Oelschlager

Best student oral presenta-
tion, EOS Topical Meeting
on Micro-Optics

Maria Oliva

Best Student Presentation,
Photonics West 2010
Steffen Hadrich

Incubic/Milton Chang
Student Travel Grant der
OSA

Robert Keil

Best Student Poster,
Photonics West 2010
Dr. Damian Schimpf

Best Student Presentation,
honorable mention,
Photonics West 2010

Jens Thomas

Best Student Presentation,
2nd place, LASE
Jens Thomas

Posterpreise — 2. Thiringer
Kolloquium »Dinne
Schichten in der Optik«

1. Preis Astrid Bingel

2. Preis Dr. Mark Schirmann

Auslandsstipendium DAAD
Christian Voigtlander

Aus- und Weiterbildung |
Education and further
training

Die umfangreichen Aktivita-
ten des Fraunhofer IOF auf
dem Gebiet der Aus- und
Weiterbildung erstrecken
sich von der Ausbildung

von Physiklaboranten und
Industriemechanikern

Uber die Betreuung von
Praktikanten, von Bachelor-,
Master- und Diplomarbeiten
sowie von Doktoranden, das
Halten von Vorlesungen, die
Durchflihrung von Seminaren
und Praktika an den Jenaer
Hochschulen bis zur Organi-
sation von Workshops und
internationalen Konferenzen.

Comprehensive activities of
Fraunhofer IOF in the field
of education and further
training range from profes-
sional training of laboratory
technicians and industrial
mechanics over the super-
vision of interns, graduates
and postgraduates, giving
lectures and seminars at the
Jena universities up to the
organization of workshops
and international scientific
conferences.

Vorlesungen | Lectures

Dr. Ramona Eberhardt,
Dr.-Ing. Erik Beckert
Optikmontage
Fachhochschule Jena

Dipl.-Ing. (FH) Nils Heidler
Design of Precision Devices
Fachhochschule Jena

Prof. Dr. Norbert Kaiser
Beschichtungstechnik
Nanooptik
Fachhochschule Jena

Dr. Oliver Mauroner
Grundlagen des Marketing
Managements
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena

Prof. Dr. Andreas
Tannermann

Grundlagen der Laserphysik
Experimentelle Methoden
der Atom- und Molekl-
physik
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena

Prof. Dr. Andreas Tunner-
mann, Prof. Dr. Falk Lederer
Angewandte Photonik
Seminar fur Doktoranden der
FSU Jena

Dr. habil. Uwe Detlef Zeitner,
Prof. Dr. Frank Wyrowski
Optical Modeling and
Design |
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena

Dr. habil. Uwe Detlef Zeitner
Micro- and Nano-Technology
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena
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OTTI-Fachforum »Schicht-
herstellungstechniken fir
die Prazisionsoptik«
20.-21. Januar 2010,
Regensburg

4. UPOB - High Level
Expert Meeting 2010
»Aspharenmesstechnik«
10.-11. Marz 2010, PTB-
Braunschweig

Society of Vacuum Coaters
SVC 53nd Ann. Techn. Conf.
17.-22. April 2010, Orlando
USA

INLAS-Jahrestagung
27. April 2010, Jena

MABRILAS-Jahrestagung
28. April 2010, Jena

OTTI-Fachforum »Schichten
auf Glas«
3.-4. Mai 2010, Regensburg

OptoNet-Workshop /
OptiMi-Statusseminar
»Optische Mikrosysteme«
18. Mai 2010, Fraunhofer IOF
Jena

International Conference
»0On Coatings on Glass and
Plastics«

13.-17. Juni 2010, Braun-
schweig

ESTO 2010, »EOS Sympo-
sium on Trends in Optical
Technologies«

15.-18. Juni 2010, Frankfurt

6. Thiringer Grenz- und
Oberflachentage

2. Thiringer Kolloquium
»Dlnne Schichten in der
Optik«

7.-9. September 2010, Gera

CoOPTICS-Jahrestagung
15. September 2010, Jena

OptoNet-Workshop »Ultra
Precision Manufacturing of
Aspheres and Freeforms«
22.-23. September 2010,
Jena

OptoNet »Grinderimpuls-
veranstaltung Mikrooptik/
Mikrosystemtechnik«
6. Oktober 2010, Jena
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Ria Becker
MaBgeschneiderte
Faser-Bragg-Gitter durch
Wellenfrontformung
ultrakurzer Pulse
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 11/10

Astrid Bingel

Leitfahige und transpa-
rente aluminiumdotierte
Zn0O-Schichten
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 12/10

Stefan Demmler

Skalierung Faserlaser-
gepumpter parametrischer
Verstarker zu Pulsen mit
wenigen optischen Zyklen
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 11/10

Dirk Dunkhase
Positionierung eines
Fligewerkzeuges in einem
Mikromontageprozess
Fachhochschule Jena, 08/10

Stefan Hanf

Untersuchung der
Verstarkungscharakteristik
von Ytterbium-dotierten
Ultrakurzpulsfaserlasern
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 09/10

Vinzenz Hilbert
Ultrakurzpulsinduzierte
QPM-Strukturen in
Lithiumniobat
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 02/10

Jan Kinast
Untersuchungen zum
thermischen Verhalten
von amorphen Chemisch
Nickel-Schichten fir hoch-
prazise Metalloptiken
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 10/10

Arno Klenke

Kohéarentes Kombinieren
ultrakurzer Pulse
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 11/10

Manuel Krebs

Erzeugung hoherer
Harmonischer (HHG)
mittels Kurzpuls-Faserlaser-
systemen
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 02/10

Dennis Lehr

Effektive Medien zur
Entspiegelung im
ultravioletten Spektral-
bereich — Simulation und
interferenzlithografische
Herstellung von lateralen
Antireflex-Strukturen
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 03/10

Mattes Liebsch
Untersuchung zu Wech-
selwirkungen optischer
Mikroresonatoren mit
externen Stérungen
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 03/10

Torsten Mai

Optisch geometrische
Charakterisierung von ex-
vivo Tieraugen zur Behand-
lung der Presbyopie mittels
ultrakurzer Laserpulse
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 02/10

Julia Meyer

Entwicklung eines hoch-
auflésenden Multiapertur-
Abbildungssystems
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 12/10

Hans-Jurgen Otto
Modenanalyse optischer
Fasern durch raumlich
und spektral aufgeloste
Interferometrie
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 12/10

Stephan Ratzsch
Modellierung der elek-
tronenlithographischen
Strukturerzeugung in dem
chemisch verstarkten Resist
FEP 171
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 02/10

Robert Riedel

Realization of Channel
Waveguides in Zinc-
substituted Lithium
Niobate Films by Means of
Heavy lon Irradiation
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 07/10

Carolin Rothhardt
Experimentelle Unter-
suchungen zur Nano-
topografie und Benetzung
hydrophober Schichten auf
Glas
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 05/10

Marc Schinkoth
Herstellung von optischen
Nanostrukturen mit CMP-
Technologie
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 05/10

Matthias Schmidt
Entwicklung und
Implementierung eines
Verfahrens zur 3-dimensi-
onalen Lagebestimmung
im Raum zur Korrektur
des Verfahrenfehlers eines
hochgenauen Positionier-
systems

Fachhochschule Jena, 03/10

David Schmitz
Untersuchung von
Subsurface-Defekten an
optischen Oberflachen
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 08/10

Markus Schoeler

Optische und funktionale
Eigenschaften nanoporoser
Sol-Gel-Schichten
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 06/10

Lorenz Stlrzebecher
Beugungslithographie
zur Herstellung von hoch-
aufgeldsten periodischen
Mikrostrukturen in einem
Mask Aligner
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 11/10

Tobias Thief3

Longitudinale Charakteri-
sierung von Faser-Bragg-
Gittern
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 09/10

Georgios Wenetiadis
Entwicklung und
Charakterisierung eines
Fasergreifers zur prazisen
Positionierung von zehn
optischen Fasern flr einen
anschlieBenden Spleil3-
prozess

Fachhochschule Jena, 01/10

Ben Zaage

Untersuchung zur Optimie-
rung eines Montage- und
Justierprozesses zum Auf-
bau planarer Baugruppen
im sub-pm Bereich
Fachhochschule Jena, 05/10



Ingmar Zink
Untersuchungen zur
Bildung und messtechni-
schen Charakterisierung
mittels LAVA-Verfahren
hergestellter Nanopartikel
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 02/10

Daniel Asoubar

Replikation von plasma-
geatzten Antireflexstruktu-
ren mittels HeiBpragen
Fachhochschule Jena, 08/10

Andreas Bischoff
Untersuchungen zur
gezielten Entfernung von
Mantelmoden in optischen
Multimodefasern flr den
Transport hoher optischer
Leistungen

Fachhochschule Jena, 07/10

Martin Kunz
Tomographische Untersu-
chungen mittels Terahertz-
Zeitbereichsspektroskopie
Technische Universitat
lImenau, 01/10

Matthias Lorenz
Konzeption, Aufbau

und Validierung des
Wellenfrontmessplatzes
»Miranda«
Fachhochschule Jena, 12/10

Konrad Riede
Charakterisierung einer
Vorrichtung zum Tapern
optischer Lichtwellenleiter
Fachhochschule Jena, 08/10

Erik Schmidt
Charakterisierung eines
Justierfutters
Fachhochschule Jena, 07/10

Nico Sommer
Untersuchungen zur
Optimierung einer Vorrich-
tung zur Justierung von
LTCC-Keramik Grinfolien,
Silizium-Wafern und
Pragewerkzeugen
Fachhochschule Jena, 10/10

Tobias TieB

Longitudinale Charakteri-
sierung von Faser-Bragg-
Gittern
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 09/10

Sarah Walther
Untersuchungen zur Mon-
tage einer miniaturisierten
Endoskopoptik
Fachhochschule Jena, 07/10

Steffen Weimann
Optimierung eines
Linsendehnapparates zur
Charakterisierung von
in-vitro-Linsen
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 09/10

Sven Wickenhagen
Analyse und Optimierung
von Zeitablaufen bei
Streifenprojektion
Fachhochschule Jena, 09/10

Ralf Dorfer
Untersuchungen zur
Herstellung von Polarisa-
toren durch thermisches
Bedampfen plasmageatz-
ter Strukturen
Fachhochschule Jena, 10/10

Beate Hager

Entwicklung eines
ultrakompakten OLED-
Projektionssystems
Fachhochschule Jena, 02/10

Christina HUttl

Thermische Stabilitat von
Mo/Si-Schichtsystemen fir
den EUV-Spektralbereich
Fachhochschule Jena, 12/10

Tino Kopf

Anwendung von
CAx-Programmen in
einer Prozesskette fiir das
Ultraprazisionsfrasen
Fachhochschule Jena, 11/10

Andreas Martin
Parametervariation und
thermische Untersuchung
gutegeschalteter Kurz-
pulslaser (Microchiplaser)
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 12/10

Andreas Reimann
Untersuchung zur
UV-Abformung von mikro-
optischen Elementen mit
groBen Strukturhéhen
Fachhochschule Jena, 02/10

Dr. rer. nat. Claudia Brickner
THz-Optiken fir Bildge-
bungssysteme
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena,11/10

Dr. rer. nat. Felix Dreisow
Waveguide lattices as a
model system for solid
state phenomena
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 02/10

Dr. rer. nat. Stephan Gréaf
Untersuchungen zum
LaserstrahlschweiBen mit
dynamischer Polarisation
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 09/10

Dr. rer. nat. Holger Hartung
Mikro- und Nanostruktu-
rierung von Lithiumniobat
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 02/10

Dr. rer. nat. Jan Rothhardt
High power ultra-short
pulse lasers based on fiber
driven OPCPA
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 08/10

Dr. rer. nat. Damian Nikolaus
Schimpf

Pulse Shaping Strategies in
short-pulse fiber amplifiers
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 02/10

Dr.-Ing. Oliver Schmidt
Leistungsskalierung
kurzgepulster Faserlaser-
systeme
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 03/10

Michael Vogel

Selektives Atzen von Glas
nach Bestrahlung mit
ultrakurzen Pulsen
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 09/10

(A1)

Flammich, M.; Danz, N.;
Riegel, A. (OSRAM OS);

Setz, D.S. (Osram OS);
Frischeisen, J. (Uni Augsburg);
Britting, W. (Uni Augsburg);
Dobbertin, T. (Osram OS),
Heuser, K. (Osram OS);
Krummacher, B.C. (Osram OS)
Strahlungsemittierende
organisch-elektronische
Vorrichtung und Verfahren
zu deren Herstellung

DE 10 2010 054 893.6

(A2)

Flchsel, K.; Kley, E.-B.;
Kasebier, T. (IAP); Kroll, M.
(IAP); Pertsch, T. (IAP)
Strukturierte Silizium-
schicht fur ein optoelektro-
nisches Bauelement und
optoelektronisches Bauele-
ment

DE 10 2010 012 044.8

(A3)

Flichsel, K.; Nolte, S.;

Gabor, M. (IAP); Hoyer, P.
(FhG)

Verfahren zur Charakteri-
sierung von Material-
parametern an Halbleiter-
grenzflachen mittels
THz-Strahlung

DE 10 2010 056 098.7

(Ad)

Jauregui, C. (IAP),
Tannermann, A.; Limpert, J,;
Nodop, D. (IAP)

Effiziente Frequenzkonver-
sation

DE 2010 055 284 .4

(A5)

Kalkowski, G.; Eberhardt, R.;
Schirmann, M.; Fabian, S.;
Jahnke, C.

Verfahren zum silikatischen
Bonden von beschichteten
und unbeschichteten opti-
schen Kérpern

DE 10 2010 016 908.0

(A6)

Kley, E.-B.; Schulze, M. (IAP)
Verfahren zur Reduzierung
der Grenzflachenreflexion
einer Glasoberflache und
optisches Element mit
einer derartigen Glasober-
flache

DE 10 2010 044 855.9
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(A7)

Kley, E.-B.; Weber, T. (IAP)
Metallstreifenpolarisator
und Verfahren zur Herstel-
lung desselben

DE 10 2010 031 229.0

(A8)

Limpert, J.; Tnnermann, A.;
Jauregui, C. (IAP); Stutzki, F.
(IAP); Jansen, F. (IAP)
Large-Mode-Area double
clad multimode optical
fibers with reduced over-
lap of higher-order modes
EP 10 192 190.6

(A9)

Limpert, J.; Tdnnermann, A.;
Klenke, A. (IAP); Seise, E. (IAP)
Parallel geschaltete
optische Verstarker

DE 10 2010 052 950.8
Prioritat DE 10 2010 036
030.9

(A10)

Limpert, J.; Tinnermann, A.;
Nodop, D. (IAP); Steinmetz, A.
(IAP)

Nichtlineare Kompression
DE 102010 021 262.8
Prioritat DE 10 2010 014
998.5

(A11)

Limpert, J.; Tnnermann, A.;
Steinmetz, A. (IAP);

Nodop, D. (IAP)

Spektrale Filterung
gepulster Laser

DE 10 2010 023 756.6

(A12)

Limpert, J.; Tinnermann, A.
Pulsed light source

US 12/800,724

(A13)

Nodop, D.; Limpert, J.;
Tannermann, A.
Unterdrickung stimulierter
Brillouin-Streuung

DE 10 2010 052 907.9

(A14)

Oberdorster, A.; Briickner, A_;
Wippermann, F.
Verzeichnungskorrektur
und Verflechtung von
Mikrobildern aus Multia-
pertur-Abbildungssyste-
men

DE 102010 031 535.4
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(A15)

Prafke, C.; Schulz, U.;
Kaiser, N.
Antireflexschichtsystem
und Verfahren zu dessen
Herstellung

DE 10 2010 006 133.6

(A16)

Prafke, C.; Schulz, U.;

Kaiser, N.
UV-absorbierendes Schicht-
system und Verfahren zu
dessen Herstellung

DE 10 2010 006 134.4

(A17)

Riehemann, G.; Brahm, A.;
Notni, G.; Schmidt, D. (IFAM);
Wodstmann, J. (IFAM)

System zur Analyse von
Werkstlcken

DE 102010 018 626.0

(A18)

Schulz, U.; Kaiser, N;
Munzert, P; Dorfer, R.;
Leitel, R.

Polarisierendes Element
und Verfahren zu seiner
Herstellung

DE 10 2010 053 880.9

(A19)

Sieler, M.; Schreiber, P;
Forster, E.
Projektionsdisplay und
Verfahren zum Anzeigen
eines Gesamtbilds

DE 102010 030 138.8

(A20)

Zeitner, U.D.; Harzendorf, T.;
Stlrzebecher, L.
Beleuchtungseinheit und
Vorrichtung zur lithogra-
phischen Belichtung

DE 10 2010035 111.3

(P1)

Beckert, E.; Bbhme, S;
Gunter, G. (CZ)); Bartzke, K.
(CZJ); PreiBer, U. (CZ)); Lutz,
H. J. (CZ))

Verfahren zum justierten
Verbinden von Platten und
nach diesem Verfahren
hergestellte optische
Baugruppe

DE 10 2006 043 185 B4

(P2)

Erdmann, T. (IAP); Kley, E.-B.;
Tunnermann, A.

Optischer Schalter

DE 10 2005 021 809 B4

(P3)

Guyenot, V.; Damm, C;
Peschel, T.; Gebhardt, A.;
Siebenhaar, C.

Verfahren und Vorrichtung
zur Herstellung von
Referenzflachen an Fas-
sungen optischer Elemente
durch eine spanende
Bearbeitung sowie damit
hergestellte optische
Elemente

EP 1 622 744 B1

(P4)

Kalkowski, G.; Banse, H.;
Eberhardt, R.; Stockl, W.
Elektrostatisches Fixierele-
ment und Verfahren zu
seiner Herstellung

DE 103 30 901 B4

(P5)

Limpert, J.; Tinnermann, A.;
Schreiber, T.; Ortec, B. (IAP);
Nielsen, C. (IAP)

Faserlaser

DE 10 2005 042 073 B4

(P6)

Notni, G.; Heinze, M.;
Kihmstedt, P.

Verfahren und Vorrichtung
zur Bestimmung der
raumlichen Koordinaten
eines Gegenstandes

EP 1497 613 B1

(P7)

Palme, M.; Notni, G.;
Riehemann, S.

Vorrichtung zum Ausleuch-
ten eines Objektes

DE 10 2005 021 808 B4

(P8)

Schroder, S.; Duparré, A
Notni, G.; Herffurth, T. (IAP)
Vorrichtung und Verfahren
zur winkelaufgeldsten
Streulichtmessung

DE 10 2009 036 383 B3

(P9)

Wippermann, F.; Schreiber, P;
Brauer, A.

Device for homogenizing
radiation by means of
irregular microlens arrays
us 7,839,573 B2

GroBmann, C.; Hager, B.;
Palme, M.; Lippmann, U.;
Notni, G.

OLED basierender Pico-
Projektor — Optik, Systeme
und Anwendungen
Jahrbuch Optik und Feinme-
chanik 2010 (2010) S. 63-73,
ISBN 978-3-7949-0800-4

Schulz, U.

Coating on plastics
Handbook of Plastic Optics,
2nd Edition (2010)

p. 161-195,

ISBN 978-3-527-40940-2

Baumgartl, M.; Ortag, B.;
Lecaplain, C.; Hideur, A;
Limpert, J.; Tinnermann, A.
Sub-80 fs dissipative soliton
large-mode-area fiber laser
Optics Letters 35 (2010) 13

p. 2311-2313,

ISSN 0146-9592

Brahm, A.; Kunz, M.;
Riehemann, S.; Notni, G.;
TUunnermann, A.
Volumetric spectral
analysis of materials using
terahertz-tomography
techniques

Applied Physics B: Lasers
and Optics 100 (2010) 1
p. 151-158,

ISSN 1432-0649

Brauer, A.; Dannberg, P;
Schreiber, P.
Wafer-Level-Technologie
fur Multilagige Mikroop-
tikmodule
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